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ミックスドインジェクション MI/MV Series
気液混合気化方式により液体材料の高効率気化を実現 
 
s気液混合気化方式により、高沸点液体材料の安定気化を実現 

s高効率気化方式により、自己分解材料の安定気化を実現 

s低温度・大流量発生が可能 

sコンパクトな気化システムの構築が行え、理想的なレイアウトデザインが可能 

sRoHS指令対応 

ダイレクトインジェクション VC Series
ノンキャリアタイプによりコンパクトな気化システムが構築可能 
 
sコンパクトサイズ 

s取付姿勢が自由 

sTEOS気化システムのベストセラーモデル 

s専用のバブリングタンク、気化タンクが不要 

sLFまたはSEFと組み合わせてデジタル制御も可能 

sRoHS指令対応 

VC用高温対応マスフローメータ 
SEF-8240

LF-F/ LV-F Series
世界初の冷却測定方式を採用した流量センサを搭載 

sデジタル回路の採用により、高精度・高速応答を実現

sマイクロリッターからの微少流量制御が可能 

s低沸点液体材料、高粘度液体材料の精密流体制御が可能 

sウルトラクリーン対応 

sRoHS指令対応 

液体微少デジタルマスフローメータ/コントローラ 

※RoHS指令対応製品はお問い合せください。 

RoHS指令とは… 
Restriction of Hazardous Substancesの略で、電気・電子部品に含まれる鉛・水銀・カドミウム六価クロム・ポリ臭化ビ
フェニール（PBB）・ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の 6物質（有害物質）の使用を制限するEU（欧州連合）の規制。 

MI/MV Series

VC Series ノンキャリアタイプ 

Liquid Source Inlet

Liquid Mass Flow Meter

Mass Flow Controller

Outlet

Carrier Gas Inlet

LF-F MI/MV

SEC

feed back

Liquid Source Inlet

Liquid Mass Flow Meter

OutletLF-F VC

feed back

Liquid Source Inlet

High Temperature
Mass Flow Meter

OutletVC SEF

feed back
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LF-F/LV-F Series

 
5～100%  F.S. 

HCl.HF等のステンレスを腐蝕する液体を除く 
 

±1% F.S. 
±0.5% F.S. 
±0.5% F.S. 

 
5 ～ 50°C (推奨温度15 ～ 45°C)  
±0.1%F.S./℃  Max±1% 

 
 
 

アナログ: 0.25～5 VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)   デジタル:  RS485(F-Netプロトコール) 
アナログ: 0～5 VDC(最小負荷抵抗2kΩ)   デジタル:  RS485(F-Netプロトコール) 

＋15 V ±5%, 200 mA     －15 V ±5%, 200 mA

1/2/5 
 
 

Max. 0.01 Pa·s (10cP) 
 
 
 
 
 
 

0.05 ～ 0.3 MPa 
1MPa 

Max. 30kPa 
 
 
 

PO : 1 x 10-8Pa·m3/s (He)     MO :  5 x 10-12Pa·m3/s (He) 
PO :  SUS316L, Ni, PTFE, PFA     MO : SUS316L,Ni

10/20 
 
 
 
 
 
 

2秒以内 （T98） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 

1/8, 1/4 スウェージロックタイプ, VCRタイプ 

50/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 スウエージロックタイプ, VCRタイプ 

1/2/5 
 
 

Max. 0.1 Pa·s (100cP) 
 
 
 
 
 
 

Max. 5MPa（マスフローメータ単体の場合）/ 0.05～0.3MPa（ピエゾバルブ制御の場合） 
10MPa（マスフローメータ単体の場合） 

Max. 500Pa 
 
 
　 

5 x 10-12Pa·m3/s (He)以下 
SUS316L, Ni

10/20 
 
 
 
 
 
 

2秒以内 （T98） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/8, 1/4 スウェージロックタイプ, VCRタイプ 

50/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 スウエージロックタイプ, VCRタイプ 

0.02/0.05/0.1  
 

 

 

 

 

 

3秒以内 （T98） 

0.2/0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/16, 1/8, 1/4 スウェージロックタイプ、 1/8, 1/4 VCRタイプ 

0.02/0.05/0.1  
 

 

 

 

 

 

3秒以内 （T98） 

フルスケール流量(g/min) 
測定制御範囲 
対応液種 ＊1 
液体粘度 ＊2 

精度 ＊3 
直線性 ＊3 
繰返性 ＊3 
応答精度 
使用可能周囲温度 ＊4 
温度影響スパン 
動作差圧 ＊5 

耐圧 
圧力損失 ＊6 
流量設定信号 
流量出力信号 
駆動電源 
外部リーク規格 
接液部材質 
標準継手 

LF-F20M-A LF-F30M-A LF-F40M-A
マスフローメータ マスフローコントローラ 

LF-F50M-A LF-F60M-A LV-F20(PO/MO) LV-F30(PO/MO) LV-F40(PO/MO) LV-F50(PO/MO) LV-F60(PO/MO)型式 

名称 

0.2/0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 

1/16, 1/8, 1/4 スウェージロックタイプ、 1/8, 1/4 VCRタイプ 
＊1:使用液体をあらかじめご指定ください。 
     ・固体物を含んだ液体は測定できません。  ・混合液で混合比が変化する場合はあらかじめご相談ください。 
     ・LV-F Seriesは、対象液体に粒子等含まれる場合、0.2μm（Abs.）以下のフィルターを一次側（入口側）に取り付けてください。 
＊2:LF-Fタイプでは流量レンジにより Max, 0.1Pa・sまで対応可能です。粘度の高い液体についてはあらかじめご相談ください。 

＊3: SEMI E56-1296 準拠（校正用代替液体に対する保証です。） 
＊4: 計測・制御を行う液体温度が、周囲温度より低い場合はその差を10℃以内、また液体温度が高い 
 場合は3℃以内でのご使用をお願いします。 
＊5: 粘度0.001Pa・sにおけるF.S.流量値での値です。 
＊6: 粘度0.001Pa・sの液体をフルスケール流量で流した時の最大圧力損失です。 

※発生流量については、ご使用になる“液体材料”“発生量”“発生条件”等により違いが生じます。別途お打合せの上最適なモデルをご提案いたします。 
※本体内部に加温ヒータ、温度センサ、スイッチを搭載しています。仕様については別途ご確認ください。 

MI/MV Series

HCl.HF等のステンレスを腐蝕する液体を除く 
 

1 X 10-8 Pa·m3/s (He) 以下 
1 X 10-6 Pa·m3/s (He) 以下 

SUS316L,PFA 
熱電対 Kタイプ(CA) 
1.0MPa (G) 

 
15 ～ 50°C 

空圧弁（内部リーク規格： 1 X 10-9 Pa·m3/s (He) 以下） 

MI-1000 MV-1000型式 
 

Max 140°C 
 
 
 
 
 

液体入口：1/8 VCRタイプ Male、  ガス入口：1/4 VCRタイプ Female、  ガス出口：1/4 VCRタイプ Male

 
Control Valve: Max 140°C   Vaporizer: Max 200°C 

 
 
 
 
 

液体入口：1/8 VCRタイプ Male、  キャリアガス入口：1/4 VCRタイプ Female、  ガス出口：1/2 VCRタイプ Male

対応液種 
設定温度 
リーク規格 
内部リーク規格 
接ガス部材質 
使用温度センサ 
耐圧 
標準継手 
使用可能周囲温度 
オプション 

RoHS指令対応 デジタル／アナログ通信モデル 

 
5～100%  F.S. 

HCl.HF等のステンレスを腐蝕する液体を除く 
 

±1% F.S. 
±0.5% F.S. 
±0.5% F.S. 

 
5 ～ 50°C (推奨温度15 ～ 45°C)  
±0.1%F.S./℃  Max±1% 

 
 
 

DeviceNetTM Protocol

1/2/5 
 
 

Max. 0.01 Pa·s (10cP) 
 
 
 
 
 
 

0.05 ～ 0.3 MPa 
1MPa 

Max. 30kPa 
 

DC24V（DC11V～DC25V） 6VA max 540mA at 11V 
PO : 1 x 10-8Pa·m3/s (He)     MO :  5 x 10-12Pa·m3/s (He) 
PO :  SUS316L, Ni, PTFE, PFA     MO : SUS316L,Ni

10/20 
 
 
 
 
 
 

2秒以内 （T98） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/8, 1/4 スウェージロックタイプ, VCRタイプ 

50/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 スウエージロックタイプ, VCRタイプ 

1/2/5 
 
 

Max. 0.1 Pa·s (100cP) 
 
 
 
 
 
 

Max. 5MPa（マスフローメータ単体の場合）/ 0.05～0.3MPa（ピエゾバルブ制御の場合） 
10MPa（マスフローメータ単体の場合） 

Max. 500Pa 
 

DC24V（DC11V～DC25V） 5VA max 450mA at 11V 
5 x 10-12Pa·m3/s (He)以下 

SUS316L, Ni

10/20 
 
 
 
 
 
 

2秒以内 （T98） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/8, 1/4 スウェージロックタイプ, VCRタイプ 

50/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 スウエージロックタイプ, VCRタイプ 

0.02/0.05/0.1  
 

 

 

 

 

 

3秒以内 （T98） 

0.2/0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/16, 1/8, 1/4 スウェージロックタイプ、 1/8, 1/4 VCRタイプ 

0.02/0.05/0.1  
 

 

 

 

 

 

3秒以内 （T98） 

フルスケール流量(g/min) 
測定制御範囲 
対応液種 ＊1 
液体粘度 ＊2 

精度 ＊3 
直線性 ＊3 
繰返性 ＊3 
応答精度 
使用可能周囲温度 ＊4 
温度影響スパン 
動作差圧 ＊5 

耐圧 
圧力損失 ＊6 
流量信号 
駆動電源 
外部リーク規格 
接液部材質 
標準継手 

LF-F204M-A LF-F304M-A LF-F404M-A
マスフローメータ マスフローコントローラ 

LF-F504M-A LF-F604M-A LV-F204(PO/MO) LV-F304(PO/MO) LV-F404(PO/MO) LV-F504(PO/MO) LV-F604(PO/MO)型式 

名称 

0.2/0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/16, 1/8, 1/4 スウェージロックタイプ、 1/8, 1/4 VCRタイプ 
＊1:使用液体をあらかじめご指定ください。 
     ・固体物を含んだ液体は測定できません。  ・混合液で混合比が変化する場合はあらかじめご相談ください。 
     ・LV-F Seriesは、対象液体に粒子等含まれる場合、0.2μm（Abs.）以下のフィルターを一次側（入口側）に取り付けてください。 
＊2:LF-Fタイプでは流量レンジにより Max, 0.1Pa・sまで対応可能です。粘度の高い液体についてはあらかじめご相談ください。 

＊3: SEMI E56-1296 準拠（校正用代替液体に対する保証です。） 
＊4: 計測・制御を行う液体温度が、周囲温度より低い場合はその差を10℃以内、また液体温度が高い 
 場合は3℃以内でのご使用をお願いします。 
＊5: 粘度0.001Pa・sにおけるF.S.流量値での値です。 
＊6: 粘度0.001Pa・sの液体をフルスケール流量で流した時の最大圧力損失です。 

RoHS指令対応 DeviceNetTM 通信モデル 

RoHS指令対応 

RoHS指令対応 RoHS指令対応 VC Series

 

TEOS, P(OCH3)3, C6F6 

Max. 150℃ 

減圧 

1.0×10-8Pa・m3/s (He) 以下 

1.0×10-6Pa・m3/s (He) 以下 

SUS316L, PTFE　内面研磨処理標準 

AC 100～120V 50/60Hz 70～100VA 

熱電対 Kタイプ（CA） 

1.0MPa（G） 

液体入口：1/8inch VCRタイプ Male　ガス出口：1/4inch VCRタイプ  Female

Max.5.0CCM換算 （液相換算） HM : 100～120℃　HL : 80～100℃　MH : 60～80℃　MM : 35～60℃ 

±1％F.S.

Max. 150℃（非通電時） 

DeviceNetTM通信 F-Net通信／アナログ通信 ＊ 

5×10-12Pa・m3/sec1(He)以下 

 ODVA規格合格品　DC24V 4.0VA +15V±5％ 150mA ／-15V±5％ 150mA

SUS-316L　内面研磨処理標準 

 AC100～120V 50/60Hz 70～100VA　内蔵温度スイッチ（ノーマルクローズ）直列接続 

熱電対 Kタイプ（CA） 

 1.0MPa（G） 

1/4inch VCRタイプ  male

発生流量（TEOS発生時） 

対応液種 

設定温度 

発生圧力  

リーク規格 

内部リーク規格 

接ガス部材質 

内部ヒーター容量 

使用温度センサ 

耐圧 

標準継手 

VC-1420 SEF-8240D SEF-8240F型式 

※CCMは液体流量（mL/min at 25℃、101.3kPa）を表す記号です。 
※発生流量については、ご使用になる“液体材料”“発生量”“発生条件”等により違いが生じます。別途お打合せの上最適なモデルをご提案いたします。 
※本体内部に加温ヒータ、温度センサ、スイッチを搭載しています。仕様については別途ご確認ください。 
＊:アナログ通信における流量設定信号は0.1～5VDC（入力インビーダンス1MΩ以上）、流量出力信号は0～5VDC（最小負荷抵抗2kΩ）です。 

精度保証温度範囲 

精度 

ベーキング温度 

通信方式  

リーク規格 

駆動電源 

接ガス部材質 

内部ヒーター仕様 

使用温度センサ 

耐圧 

標準継手 

型式 
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オートリフィルシステム LU Series
液体材料を気化システムへ“安全に”“無駄無く”“迅速に”自動供給 

sマザータンク交換時の安全性を確認する 
　“蒸気圧監視モニタ機能”を標準搭載（特許第4088062号） 

sロードセルによるマザータンク内の残材料重量の監視が可能（オプション） 

sコンパクトサイズ、メンテナンス性の向上を図ったデザインを採用 

s脱気モジュールを標準搭載し、インジェクション方式やベーキング方式等 
　様々な気化システムへの供給が可能 

s豊富な製作実績をベースに、コストバリューを実現した新型モデル 

s安全規格：SEMI S2/S8/S14、CEマーキング 

sRoHS指令対応 

LSC Series
ベーキングシステムのベストセラーモデル 

sTEOS（テトラエトキシシラン）をはじめとした液体材料気化システムの 
　パイオニアモデル 

s大流量気化対応：TEOS 600SCCMの安定発生が可能 

s前面一方向からのメンテナンスが可能 

s用途に合ったシステム 

コンパクトベーキングシステム 

Exhaust
1/4″ VCRタイプ Male

Vacuum
1/4″ VCRタイプ Male

Source 2 outlet
1/4″ VCRタイプ Male

Source 1 outlet
1/4″ VCRタイプ Male

Purge gas inlet
1/4″ VCRタイプ Male

Carrier gas inlet
1/4″ VCRタイプ Male

基本フロー 

基本フロー 

Purge 
1/4″ VCRタイプ Male

Drain 
1/4″ VCRタイプ Female

Outlet 
3/8″ VCRタイプ Male

Source 
1/4″ VCRタイプ Male

タンク 

空圧弁 

Valve

マスフローコントローラ 

SEC

圧送ライン 

脱気モジュール 

サブ 
タンク 

液体材料 
シリンダー 

Load cell 
（オプション） 

液体材料供給ライン 
パージ、排気ライン 

PS

タンク交換時の 
配管内残留液 
監視センサ 
（特許第4088062号） 
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液体材料を“安全に”“無駄なく”“迅速に”供給し、優れた気化性能を実現 

sトータルソリューションをご提案 

s定量の純水（H2O）を大気圧以上の試験チャンバへ安定的に気化供給を行うシステム例 

HORIBA STECは多種多様な液体材料の精密計測制御技術や気化技術をノウハウとして蓄積しています。 

半導体プロセスに用いられる液体材料から、近年注目を集めている燃料電池の開発・生産分野における水分添加システム等、幅広い産業へご提供

しています。 

真空チャンバへの気化供給のみならず大気圧ラインへの気化供給等多様なご要求に対応しています。弊社では豊富な経験をもとにお客様の

ご使用にあった最適な気化システムをご提案いたします。 

気化システムから液体材料供給信号を受け液体材料自動供給システム：

LU-A1000から液体材料を各々の気化システムへ供給します。気化シス

テムが発生中であっても独自設計の熱交換システムにより液体材料の供

給が可能です。またユースポイントまで再液化が生じない温度管理手法の

ご提案を行い「液体材料気化システムにおけるトータルソリューション」を

ご提案いたします。 

Carrier Gas Inlet

Mass Flow Controller

Liquid Mass Flow Controller

気化器 

Outlet

Liquid Source Inlet

SEC VAPO

LV-F

TLシステムのほか、新方式の気化器を搭載したLEシステムもラインアップしています。 
詳しくはHORIBA STECへご確認ください。 

LSC-A100 Series

H2O 2SLM、TEOS 600SCCM（Max.） 

Max. 1.33kPa 

2.7L 

温調器によるPID制御 

フロートスイッチ 

SEC-8400 Series 
 

ベローズタイプ 

SUS-316L、PFA 

20～35℃ 

空圧弁開閉   マスフローコントローラ流量設定信号（0～5VDC/0～100％ F.S.）   非常停止信号、オートゼロ信号（オプション） 

温度アラーム   液レベルH.H.アラーム   液レベル信号（H、M、L）   READY信号 
マスフローコントローラ流量出力信号（0～5VDC/0～100％ F.S.）   恒温槽内部ファン停止アラーム   バルブ電圧モニタ（オプション） 

AC 100V 単相50/60Hz 1.5kVA 

オートリフィルシステム：LU Seriesとの接続が可能です。 

発生流量 

使用圧力 

ソースタンク容量 

温調方式 

液面検出方法 

内蔵マスフロー 
コントローラ 

空圧弁 

接液・ガス部材質 

使用周囲温度 

外部入力 

外部出力 
 

電源 

その他 

LSC-A100 Series型式 

※SCCM、SLMはガス流量（mL/min、L/min at 0℃、101.3kPa）を表す記号です。 
※発生流量については、ご使用になる“液体材料”“発生量”“発生条件”等により違いが生じます。別途お打合せの上最適なモデルをご提案いたします。 

LU-A1000 Series

TEOS、TMOB、TMOP、BTBAS 

Heガスによる圧送 

圧送用 0.3～0.6MPa（G）、 パージ用 0.3～0.6MPa（G）、OP.N2 0.6～0.7MPa（G） 

最大5ガロン容器まで搭載可能（製作範囲外） 

供給／停止は被供給系よりの外部信号による全自動 

圧力異常表示   アラーム時：表示ホールド機能（手動リセット）   液レベル表示   シーケンス等 

基本フロー参照 

AC 100～240V 50/60Hz 300VA 

AC 100～240V ブレーカ取合、SIGNAL レセプタクル 

外形寸法図参照 

対応液種 

供給方式 

ガス供給圧力 

タンク 

動作 

操作部表示内容 

ガス取合 

電源 

電気取合 

外形寸法 

LU-A1000 Series型式 

※上記仕様については別途お打合せの上決定させていただきます。 

RoHS指令対応 
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外形寸法図 
sLF-F Series sLV-F Series

sMI-1000 Series sMV-1000 Series sVC Series

sLSC-A100 Series sLU-A1000 Series
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※外形寸法図面につきましては、別途ご依頼ください。   ※記載している継手は、相当品を使用する場合があります。 
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